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日本，米国，ドイツなどの先進工業国では，民生部門，産業部門で多様な機械が使用されてお

り，それらにおける摩擦エネルギー損失や摩耗した部品の置き換えによる損失コストは GNP の

5%程にも達するとの試算がある．つまり先進工業国においては，摩擦摩耗がもたらす社会的コス

トを低減する意義は，決して小さくない．自動車分野では，低摩擦・耐摩耗材料である

DLC(Diamond-Like Carbon)膜の使用が，エンジン

の燃費向上に効果的であり，拡がりを見せている．

優れた低摩擦・耐摩耗特性を有する DLC は，高密

度なアモルファス構造である．そのような構造を

得るには，成膜中のイオン衝撃が必須であるため，

DLC の成膜プロセスは典型的にプラズマ・イオン

プロセスとなる．DLC には製造技術面でのさまざ

まな課題があり，それが適用拡大を阻んでいる側

面がある 1)．よってそれらを乗り越えるようなプ

ラズマ・イオンプロセスとしての進化が求められ

ている．そこで本講演では，DLC 膜の製造技術面

での課題に取り組んでいる，先進的な研究成果に

注目する．例えば我々は，従来の 1 μm/h 程度の成

膜速度を大幅に超える，100 μm/h 以上の超高速

DLC 成膜（図 1）を提唱してきた 2,3)．このような

方法によれば，従来大型装置による大量バッチ処

理であった DLC 成膜プロセスを，型装置による一

品（または少量）のフロー処理（図 2）に革新す

ることが出来ると期待されている 4)． 
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図１ マイクロ波支援による超高速成膜の一例（上図は

成膜速度，下図は膜硬度）．図中左端と真ん中のバー

は従来の DC プラズマ CVD による結果を示す．図中右

端のバーはマイクロ波支援による結果を示す． 
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図２ MVP 方式の超高速成膜技術を用いた省スペー

ス・一品・短時間処理型 DLC 成膜装置のコンセプト． 
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